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【緒言】ガラスを主体とする光学素子はその対称性から EO 効果を発現しない．光に対し受動的であ

るガラス素子を EO効果により駆動する能動的ガラス素子に変換することができれば，より安価かつ簡

便に光波を制御できる．我々は，能動的ガラスファイバ素子を目指し，ダブルクラッド構造を持つフ

ァイバを報告してきた[1]．本研究では，より簡便かつ位置選択的な結晶化を目的に，結晶化後に高い透

明性と大きな二次非線形特性を示す BaO-TiO2-SiO2系ガラスに着目し
[2]，sol-gel法により Ba2TiSi2O8結

晶薄膜の作製を行い，その結晶化挙動および EO特性の評価を行った． 

【実験】Sol-gel 法を用いて石英ガラス基板上に

BaO-TiO2-SiO2 系ガラスの製膜を行い，熱処理により

Ba2TiSi2O8 結晶薄膜を得た．薄膜試料の構造評価には

XRD 測定を，膜の形態評価には SEM および AFM 測

定を行なった．結晶薄膜の EO 効果の測定にはプリズ

ムカップリング法（λ = 633 nm）を用い，上部電極に

は Ni 膜付きのプリズムを，下部電極には製膜前の石

英ガラス基板にスパッタ法を用いてAu膜を作製した． 

【結果および考察】種々の引き上げ速度で製膜し熱

処理を行なった結果，全ての試料で Ba2TiSi2O8結晶

に起因するピークのみが得られた．Fig. 1に薄膜試

料の熱処理後の XRDパターンを示す．引上げ速度

の低下とともに（00l）面の回折強度が増大し，高

い c軸配向性を示した．プリズムカップリング法を

用いて電圧を印加しながら Ba2TiSi2O8 結膜の屈折

率測定を行った結果を Fig. 2 に示す．印加電場 20 

V/µm 以上のとき，モード有効屈折率 neffは電場に

比例し線形のシフトが見られた．モード有効屈折率

の変化量はこれまでに報告されている Ba2TiSi2O8

結晶化ガラスにおける変化量より大きな値を示し

た． 
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Fig. 1. XRD patterns for the Ba2TiSi2O8 thin 
films prepared sol-gel method after 
heat-treated at 700ºC 

 
Fig. 2. Effective refractive index, neff, for 
applied electric field. 

第 74 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2013 秋　同志社大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

19a-A2-4

16-007


